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摘要(译)

根据本发明的制造有机EL元件的方法包括在透明基板（804）上形成像
素电极（801），（802），（803）并通过图案化发光层在像素电极上
形成的步骤（806）。 ），（807），（808）通过喷墨方法由有机化合
物制成。根据该方法，可以容易且在短时间内进行高精度图案化，从而
能够容易地进行膜设计和发光特性的优化，并且使得易于调节发光效
率。
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